przypadku przystona aperturowa o$wietlacza ma réowriez ksztalt pierécie-
nia (rys. 5.35) z tym, ze jej obraz pokrywa sie z pierScieniowg ptytks fa-
zZowa umieszezong w przystonie aperturowej obiektywu. Plytka absorbuje
ponad 80% energii na nig padajacej i ponadto przesuwa to zaburzenie
w fazie o @/2 w stosunku do $wiatta przechodzacego przez pozostate czedei
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Zrenicy wyjsciowej obiektywu. Teoretycznie przystona aperturowa powin-
na by¢ punktowa, gdyz tylko wtedy zachowane sg warunki o$wietlenia
koherentnego i w przystonie aperturowej obiektywu P, powstanie jedno-
znaczny rozklad widma przedmiotu. Wigze sie to jednak z malg energig
jaka wtedy oswietlany jest preparat i dlatego z koniecznosci stosowane
zrodio jest rozeiggle. Kazdy z punktow zrodia daje w plaszezyZnie P, wia-
sne widmo przedmiotu. Plytka fazowa, ktéra ma za zadanie tylko absorbo-
wac 1 przesuwaé w fazie skladowg o czestosci zerowej wplywa czesciowo
i na skladowg o innych czestoSciach. Mozna wykaza¢, ze dla przystony
pierscieniowej przy ustalonej powierzchni Zrodla wplyw ten jest naj-
mniejszy. :

Rys. 5.35

5.3.5. Mikroskopy metalograficzne

W przypadku preparatéw nieprzezroczystych istnieje koniecznosé¢ ob-
serwowania ich w $wietle odbitym. -Zasada pracy takiego mikroskopu
niczym sie nie rozni od pracy w Swietle przechodzacym, z tym tylko, ze
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Rys. 5.36

obiektyw jednoczeénie spetnia role kondensora. Na rys. 5.36 przedsta-
wiono uklad mikroskopu z o$Swietlaczem realizujagcym zasade Kdhlera.
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Obraz przyslony pola o$wietlacza P,, przez uklad O,, ptytke swiatlodzielg-
cg D, i obiektyw Ob tworzy sie w plaszezyznie preparatu (obraz Pj,) i na-
stepnie po odbiciu i ponownym przejsciu przez obiektyw — w plaszczyz-
nie przystony pola okularu (F/,). Obraz 7arnika E przez kolektor KI nn-
wstaie w przyslonie aperturowej P,,, ktoérej obraz jest z kolei przenie-
siony dn przystony P, obiektywu. Wprowadzenie dodatkowej przystony
apevturowei ukladu c§wictlrcza P,,, poza przystona P, obiektywu pozwala
na obnizenie wplywu $wiatla rozproszonego co jest szczegblnie istotne
w tego typu mikroskopach. Dodatkowy vklad O, spehia role kolektywu
przenoszacego obraz kolektora do ptaszczyzny przystony pola.

5.3.6. Mikroskopy pomiarowe

Pomiary moga by¢ wykonywane réwniez za pomocg mikroskopow
oméwionych w p. 5.3.4 1 5.3.5. Wstawiajac w plaszczyzne obrazu rzeczy-
wistego danego przez obiektyw plytlke ogniskows z podziatkg lub stosujac
okular mikrometryczny, w ktéorym plytka ogniskowa z krzyzem ma mie-
rzony przesuw, mozna wyznaczy¢ wymiar pewnych elementéw w obrazie
i jezeli znane jest powiekszenie poprzeczne obiektywu, to tym samym
i ich wymiar w plaszczyZnie przedmiotu. Funkcja ta jest jednak ubocz-
na, gdyz mikroskopy biologiczne lub metalograficzne sg zasadniczo prze-
znaczone do obserwacji. Z uwagi na niekorygowang dystorsje w tego
rodzaju ukladach wynik pomiaru obarczony moze by¢ bledem systema-
tycznym.

Pomiary za pomocg mikroskopéw pomiarowych, specjalnie przystoso-
wanych do tych celéw sg realizowane w dwojaki sposéb. W pierwszym
przypadku przedmiot umieszczony jest na stoliku z ruchem pomiarowym,
natomiast miskroskop spetnia role tylko ukiadu celowniczego. Drogg prze-
mieszczenia stolika zgrywane sg obrazy charakterystycznych punktéw
przedmiotu z krzyzem plytki ogniskowej co pozwala wyznaczyé ich od-
legtos¢. Warunkiem podstawowym jest tu dobieranie odpowiednio duzego
powiekszenia mikroskopu, w celu uzyskania zgdanej dokladnogei zgrywa-
nia obrazu przedmiotu i krzyza plytki ogniskowej.

W drugim przypadku pomiary wykonywane sg w plaszczyznie obrazu
rzeczywistego danego przez obiektyw drogg poréwnania z elementami
plytki ogniskowej, np. z podziatka, rysunkiem profilowym itp. Wtedy
oprocz duzego powiekszenia mikroskopu musi byé¢ zachowana odpowiednio
dokladnie zatozona warto$¢ powiekszenia poprzecznego obiektywu, tak aby
elemertom plytki ogniskowej odpowiadaty okreslone odleglo$ci w prze-
strzeni przedmiotowej mikroskopu. Odleglosci te muszg byé state w ca-
lym polu widzenia, co pociaga za soba wysokie wymagania dotyczace
korekcji dystorsji obiektywu. Ponadto dla ptaskiej plytki ogniskowe] ob-
raz ré6wniez powinien byé plaski (skorygowana krzywizna pola), gdyz
w przeciwnym przypadku moze pozostaé zmienny w polu biad paralaksy
polozenia. Dla przedmiotéw przestrzennych lub ktérych odlegtos¢ od
mikroskopu nie jest tak stala, jak to jest wymagane, konieczne jest zrea-
lizowanie uktadu z telecentrycznym biegiem promieni w przestrzeni przed- .
miotowej dla unikniecia bledu paralaksy wielkosci (p. 2.5.3).

Pozgdane jest, aby w kazdym mikroskopie pomiarowym, zar6wno typu
pierwszego, jak i drugiego, zachowana byla duza odleglos¢ czolowa (od-
leglo$¢é miedzy ptaszczyzng przedmiotu i pierwsza powierzchnig obiekty-
wu) oraz prosty obraz. Pierwszy warunek umozliwia pomiary w trudno
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